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Fig.2 Photoconductivity comparison 
polish before and after. 
(Light : Xe lamp) 

Fig.1 The picture of the pellet 
by epoxy resin curing. 
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【はじめに】本研究では、疑似薄膜化した粉末 Si クラスレートにおいて電気伝導特性を中心に物

性評価を行った。これまで Si クラスレート粉末をペレット状に加工することで、光電気伝導は得

られているが 1)、薄膜としての物性詳細は未だ不明である。本研究においては、粉末よりペレッ

トを作製し、樹脂で硬化して研磨することで疑似的な薄膜を作製した。この擬似薄膜を測定する

ことで、粉末と薄膜の相関性や Na 内包量の影響な

どを明らかにし、今後重要となる薄膜の物性評価に

おいて有益な情報を得ることを目的とした。 

【実験方法】Si クラスレート粉末は(NaxSi136 : x≒4)

を使用し、プレス機を用いて直径 5mm のペレット

状に加工した。その後、エポキシ樹脂で硬化し、面

粗さ 1μm～0.3μm のラッピングフィルムを用いて

研磨を行った(Fig.1)。光電気伝導は Xe ランプを光

源とし、研磨前と研磨後のものについて測定した。 

【結果・考察】光電気伝導測定結果について、比較

したものを Fig.2 に示す。研磨前は光照射によって

2 倍程度の電気伝導の上昇が観測できたが、研磨後

は 1.2 倍程度まで減少している。また光応答の時定

数や暗電気伝導にも違いが見られた。これらは、研

磨による構造変化やペレットの厚みによる影響が

大きいと推察する。当日は、他の手法をもちいた粉

末 Si クラスレートの分光感度測定結果や、基板上

に作製した薄膜を樹脂で固めた場合の電気伝導特

性なども併せて報告し、結果を考察する。 

[1] F. Ohashi, et al., The 21st International Photovoltaic Science and Engineering Conference (2011). 
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